Leybold

UNIVEX
Experimentiersysteme
fur die Herstellung
dunner Schichten und
zur Weltraumsimulation
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Die PVD-Beschichtung (Physical Vapor
Deposition) ist als vakuumgestUtztes
Verfahren ein zentraler Baustein fur
moderne Prozesse. Bei der Entwicklung
neuer Produkte werden geeignete PVD-
Beschichtungsmethoden und deren
Verfahrensparameter  experimentell
erarbeitet.

Die Laborerprobung neuer Verfahren ist
dabei ein wesentlicher Bestandteil. Fur
Beschichtungsexperimente oder in der
Pilotproduktion ist daher der Einsatz
einer zuverlassigen und professionellen
Plattform notwendig.

Die Systeme der UNIVEX-Reihe liefern
reproduzierbare Ergebnisse - effizient
und kostenglnstig. UNIVEX-Systeme
sind teilstandardisiert, bei gleichzeitiger
modularer Auslegung. Damit erméglichen
sie eine individuelle Ausstattung sowie
nachtragliches Auf- und UmrUsten bei
veranderten Prozessbedingungen und
garantiert hoher Zuverlassigkeit.

Einsatzgebiete

= Sensortechnik
® Optoelektronik

® Daktyloskopie / kriminaltechnische
Spurensuche

® Brillen- und Prazisionsoptik

® OLED / Display

® Reibungslehre / VerschleiBschutz
m | ift-Off-Prozesse

® | aser

® Speichermedien

® Solartechnik

® Thermovoltaik

® Glasbeschichtung (UV-Schutz,
Lotus-Effekt)

® Supraleitung
= Folienbeschichtung

® dekorative Schichten /
Modeschmuck

® Medizintechnik
= \Weltraum-Simulation

EXxperimentiersysteme

Prozess-
Komponenten

® Thermische Verdampfer

= Organik-Verdampfer

= Elektronenstrahlverdampfer
= Effusionszellen

= DC-Sputtern

= RF-Sputtern

= |onenquellen

B Prozessgaseinlass

= Schichtdickenmessung

= Substrat-Rotation

® Substrat-Bias

® Substratmanipulation

= Planetenantriebe

= Heizen, Kuhlen, Temperieren

® Temperierbare Innenummantelung
(Shroud)

® Schleusenkammern

Inre individuelle Losung



Vakuum-Beschichtungssysteme

UNIVEX

In der industriellen Forschung und
Pilotproduktion bewahren sich die
Systeme der UNIVEX-Reihe bei Auf-
gaben der Vakuum-Beschichtungs-
technik und Experimenten der Vakuum-
Verfahrenstechnik.

UNIVEX sind universell einsetzbare
Systeme zur Produktion dinner
Schichten und Schichtsystemen im
PVD-Verfahren. Das modulare System-
design, variable KammergroBen und
ein umfangreiches Zubehodrprogramm
ermdglichen den Einsatz in den unter-
schiedlichsten Applikationen.

Die UNIVEX-Systemlésungen werden
kundenspezifisch auf die individuellen
Bedurfnisse ausgelegt. Sie bieten einen
hohen Reproduktionsgrad, verbunden mit
einfacher Bedienung, voller Prozess-
kontrolle und Dokumentation.

Die vollstandige Reihe



UNIVEX Systeme

Vortelle

= Universell einsetzbar flr fast alle Vakuum-
PVD-Beschichtungsprozesse

= FEinfache Bedienung

= Kompakte Abmessungen

® Finfache UmrUstung und Erweiterung

® Beinhaltet modernste Vakuumtechnik und
Steuerungselektronik

Die Ziffer in der Bezeichnung der UNIVEX Box Coater Anlagen
gibt deren jeweilige Kammerbreite an.

UNIVEX 250 bis 900

UNIVEX G Glove Box Systeme
= UNIVEX C Cluster Tool

= UNIVEX D Daktyloskopie

= UNIVEX S Weltraumsimulation

Basis-Modelle
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Box Coater

UNIVEX 250
UNIVEX 400
UNIVEX 600
UNIVEX 900

Vorteile

= Modulares Anlagenkonzept

= Anwendungsoptimiertes
Pumpsystem

® Flexibel nutzbare Vakuumkammer

= Bequemer Zugriff auf Kammer-
einbauten

= Einfachste Bedienung

= Unterschiedliche Verdampfungs-
prozesse in einer Kammer maoglich

= Reinraumtauglich

kompakte, hoch leistungsfahige Systeme

Design

Kompakte Einheit mit direktem
Zugriff auf die Prozesskammer

Die UNIVEX Box-Coater-Anlagen
umfassen ein Prozess- und ein
Steuermodul

Prozessmodul:

- Vakuumkammer

- Beschichtungskomponenten
- Pumpsystem

Steuermodul:

- SPS, PC-Steuerung

- HMI-Visualisierung

- Versorgungsgerate flr die
Prozesskomponenten

Systemdetails

Vakuumkammer

Quaderférmige Edelstahlvakuum-
kammern UNIVEX 250 - 600

Achteckige Edelstahl-Vakuum-
kammer UNIVEX 900

Schwenkbare FronttUr fUr einfachen
Kammerzugriff

Sichtfenster mit Beschichtungs-
schutz

Herausnehmbare Edelstahl-
Beschichtungsschutzbleche

Flexible Belegung von Kammer-
boden und Kammerdecke

Anschlussflansche fur Pumpsystem
und Prozesskomponenten

Optional kuihl- und heizbare
Kammerwande

Vakuumsystem

Mechanische Vorvakuumpumpe
(trocken oder o6lgedichtet)

Hochvakuumpumpe
(Turbo-Molekular- oder Kryopumpe)

Vakuumventile
Druckmesstechnik



Glove Box

UNIVEX G

adaptierbar - an eine
Glove Box Ihrer Wahl

Vorteile

= Komfortabler Prozesszugriff durch
die Glove Box Uber die Front-
schiebetur

® Einfacher Zugang zu den Kammer-
einbauten Uber eine rlckseitige
Servicetur

= Kundenspezifisches Systemdesign

= |ntegration und Nachristung von
Prozesskomponenten

® Finfache Bedienung Uber den
farbigen Touchscreen

Typische Anwendungen

= Vakuumbeschichtung von Metallen
auf Sauerstoff- bzw. Feuchtigkeits-
empfindlichen Substraten oder
organisch/biologischen Proben
- Organische Photovoltaik (OPV)
- Organische Leuchtdioden (OLED)
- Flexible organische Elektronik

Vakuumsystem

= Quaderférmige Edelstahl Vakuum-
kammern UNIVEX 250 G - 450 G

= Frontschiebetlrtdr fur einfachen
Kammerzugriff durch die Glove-Box

® Sichtfenster mit Beschichtungs-
schutz

= Herausnehmbare Edelstahlbe-
schichtungsschutzbleche

= Flexible Belegung von Kammer-
boden und Kammerdecke

= Anschlussflansche fur Pumpsystem
und Prozesskomponenten

Alle Systemkomponenten, bis auf die
Schiebetlr, sind auBerhalb der Glove
Box zuganglich.




Cluster Anlagen

Design

= Zentrales Schleusensystem

B Zentrale Transferkammer mit
Beladeroboter

® Separate Pumpsysteme fUr jede
Kammer

® SPS Prozess- und Anlagensteuerung

Typische Anwendungen

Vorteile = Automatisierte Beschichtungs-
UNIVEX C 9
. . i , blaufe in Forschung, Entwicklung
die Cluster Tool L a
1e Lluster ool Losung = Kundensp.ezmsches Systemde&gn. und Piotproduktion
= Programmerbgrer Prozessablauf mit Mehrere Kammern fiir Sputterprozesse
Rezeptverarbeitung

an Metallen oder dielektrischen Schichten

= Vollautomatische Prozesssteuerung Anwendungen mit hohen Anforderungen

= Ausgezeichnetes Prozessvakuum, an den Probendurchsatz oder bei
geringe Restgaskontamination komplexen Schichtsystemen, inklusive
= Komfortable Bedienung durch Materialien, die ohne Vakuumunter-

farbige Touchscreen Steuerung brechung beschichtet werden sollen




Daktyloskopie

UNIVEX D

bewahrt in kriminaltechnischen Laboren

Vorteile

= Einfach regelbarer, thermischer
Beschichtungsprozess

® Beschichtung von Flachen bis
800 x 400 mm mdglich

m Kurze Zykluszeiten, abhéngig vom
Material des Spurentrégers

= Guter Kontrast auf mehrfarbigen
Oberflachen

= Keine Beschadigung des
Spurentragers

Typische Einsatzgebiete

= Metallverdampfungsprozess zum
Nachweis von latenten Spuren
(Fingerabdriicken) auf groBflachigen
Spurentragermn, wie Plastiktiiten

. Leybold
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Bonner Str. 498 - D-50968 KoIn
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Weltraumsimulation

UNIVEX S

kundenspezifische Systemldsungen zur Weltraumsimulation

Design

® Das System besteht Ublicherweise
aus einer zylindrischen Vakuum-
kammer mit Hochvakuumsystem
und Versorgungsmodul mit Prozess-
steuerung

® Die Simulationskammer ist typischer-
weise mit temperierbaren Ablagen
und Innenummantelungen (Shrouds)
ausgestattet, die sowohl Heizen aber
auch Kuhlen im Vakuum erlauben

® Das Prozessmodul wird manuell
auf Schienen bewegt, um das
Bestlcken der Simulationskammer
zu ermoglichen

Typische Einsatzgebiete

= Vakuum-Experimente zur Simulation
von Weltraum-Bedingungen
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